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Es ist heute in steigendem MaBe iiblich, wihrend einer
Vorflihrung von Lichtbildern mehrere unterschiedliche
Projektionsarten alternativ einzusetzen. Diese Tatsache
zwingt dazu, fiir alle Projektionsarten ein einheitliches
Verfahren fiir die Lichtmessungen an der Bildwand — und
somit auch flr Projektionseinheiten aufzustellen, um wah-
rend einer alternativen Vorflihrung mit unterschiedlichen
Projektorarten  definierte  Projektionsbedingungen zu
erzielen.

Bisher war fiir die Stehbildprojektion nur ein MeBverfah-
ren fir das auf die Bildwand auftreffende Licht festgelegt,
zur Messung der Beleuchtungsstarke und hiermit verbun-
den war die Méglichkeit zum Ermitteln des Nutzlichtstro-
mes @ Fur die Laufbildprojektion war ein MeBverfahren
fir das von der Bildwand auf den Betrachter einwirkende
Licht, also die Bildwandleuchtdichte L, festgelegt.

Weil fir alle Projektionsarten (Projektor und Bildwand
kénnen auch in fester oder zusammenklappbarer Form
zu einer Projektionseinheit vereinigt sein) aber beide
MeBverfahren fiir die Wahl des Projektors bzw. des Bild-
wandtyps notwendig sind, wurden aus Ubersichtsgriinden
in dieser Norm nur die Projektionseinheiten behandelt.
Fir das LichtmeBverfahren an Projektionsarten mit Pro-
jektor und getrennter Bildwand gilt DIN 19 045 Teil 8.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Lichtmessungen an Projektionseinhei-
ten und ist im Zusammenhang mit DIN 19 045 Teil 8 anzu-
wenden.

Zu den Projektionseinheiten gehéren alle Einrichtungen,
bei denen Projektor und (Durchlicht-)Bildwand in einer
festen, klapp- oder schiebbaren Einheit zusammengefaBt
sind. Hierzu gehdren z.B. Mikrofilm-Lesegerite, Bildbe-
trachter flr Steh- oder Laufbild und Filmschneidetische.

2 MeBverfahren fiir die Bildwand-
leuchtdichte bei Projektionseinheiten
durch Messen der Beleuchtungsstirke
nach dem Lochmaskenverfahren

Projektionseinheiten weisen gegeniiber den meisten ande-
ren Projektionsarten (z.B. im Filmtheater oder im Vortrags-
bzw. Schulungsraum) nur kieine (Durchlicht-)Bildwande auf.
In diesem Fall ist es aber méglich, mit Hilfe einer im Ab-
schnitt 2.3.1 festgelegten Lochmaske vor der Bildwand und
einem BeleuchtungsstirkemeBgerat die Bildwandleucht-
dichte und ihre Verteilung auf der Bildwand zu ermitteln.
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ANMERKUNG 1: Hieraus ergibt sich zugleich fiir
den Anwender von Projektionseinheiten die Még-
lichkeit, mit einer preiswerten und zugleich einfach
zu handhabenden MeBeinrichtung die Bildwand-
ausleuchtung in kurzen Zeitabsténden zu prifen
und gegebenenfalls notwendige Korrekturen (z.B.
Séauberung der Spiegel) vorzunehmen.

Die lichttechnischen Eigenschaften von Projektionseinhei-
ten lassen sich aber auch nach den in DIN 19045 Teil 8,
Ausgabe 12.93, Abschnitt 5, festgelegten MeBverfahren a)
und b) fir die Bildwandleuchtdichte durchfihren, wobei
jedoch die Durchfiihrung zeit- und kostenaufwendiger als
die Messung nach dem MeBverfahren c) ist. Alle MeBver-
fahren flihren aber zu den gleichen Ergebnissen.

Projektionseinheiten werden meistens in beleuchteten
Raumen verwendet; sie entsprechen damit dem Betrieb
der Hellraumprojektion. Fir diesen Betriebsfall ist die
Raumbeleuchtung nicht als Stérlicht anzusehen, jedoch
meBtechnisch als solches zu erfassen.

Soll das Fremdlicht nach Abschnitt 2.3.5 gemessen wer-
den, so muB dies als Leuchtdichte gemessen werden.
Dies kann durch Vorsetzen eines Tubus (siehe
Abschnitt 28) vor den Beleuchtungsstarke-Empfanger
durchgefihrt werden. Dieser Tubus kann mit oder ohne
abbildende Optik versehen sein.

ANMERKUNG 2: Um dem Anwender die MeB- und
Rechenarbeit zu erleichtern, enthalt diese Norm in
den Erlauterungen ein Beispiel im folgerichtigen
Aufbau mit Hinweisen auf die entsprechenden
Abschnitte dieser Norm.

21 MeBprinzip

Vor der (Durchtlicht-)Bildwand einer Projektionseinheit
wird eine Abschatteinrichtung (Lochmaske, siehe Bild 3)
angebracht, welche mit fiinf wahlweise abzudeckenden
kreisférmigen Offnungen versehen ist. Dadurch ist es
méglich, daB schrittweise durch nur eine Offnung das
Licht des zu bewertenden Flachenelementes ausireten
kann.

Der Photometerkopf steht in einem im Verhaltnis zur Bild-
wanddiagonalen festgelegten Abstand in Richtung der
Mittennormalen der Bildwand und wird bei allen Einzel-
messungen nicht mehr bewegt (siehe Abschnitt 2.3.4).

Es wird das durch jeweils eine Offnung austretende Licht
gemessen, wobei die vier restlichen Offnungen abge-
deckt werden mussen.

2.2 \Vorbereitung der Messung
Siehe auch DIN 19 045 Teil 8, Ausgabe 12.93, Abschnitt 2.

Die Bauart der Projektionseinheit (z. B. Tisch- oder Stand-
gerat) bestimmt die Aufstellung. Hinweise des Herstellers
sind zu beachen.

Die groBte vertikale Beleuchtungsstarke im MeBraum darf
nicht gréBer als 10 Ix sein. Die Projektionseinheit ist durch
eine zusatzliche Lichtquelle unter 45° zur Bildnormalen
(siehe Bild 2) so zu beleuchten, daf3 auf der Bildwand-
mitte eine Beleuchtungsstérke E = (500 = 20) Ix herrscht.
Die Raumlichtquelle darf nicht von der Bildwand mit Vor-
zugsrichtung zu den Betrachtern reflektiert werden;
auBerdem darf kein Teil der Bildwand durch Geréteteile
abgeschattet werden.

ANMERKUNG: Wird auf der Bildwand von Projek-
tionseinheiten als Beleuchtungsstarke durch das
Raumlicht (Fremdlicht, als Stérlicht gemessen)
2.B. E = 500 lx angenommen, so kann in diesem
Fall mit einem BeleuchtungsstarkemeBgerét
(siehe Abschnitt 2.3.4) nach dem MeBverfahren c)

nach DIN 19045 Teil 8, Ausgabe 1293, Ab-
schnitt 5, ermittelt werden (siehe Erlduterungen).
Ist die Beleuchtungsstarke auf der Bildwandmitte
von E = 500 Ix durch Raumlicht nicht genau ein-
zustellen, so kann die Bildwandleuchtdichte Lggg
fur eine andere Beleuchtungsstédrke durch das
Raumlicht berechnet werden mit:

500

Lsgo = Ly - E_ M
X

Hierin bedeuten:
L, Bildwandleuchtdichte in cd/m?

E, Beleuchtungsstérke durch das Raum-
licht in Lx, jeweils auf der Bild-
wandmitte

2.3 Aufbau der MeBeinrichtung

Bild 1 zeigt den Aufbau der MeBeinrichtung. Soll zusatz-
lich das Fremdiicht (siehe Abschnitt 2.3.5) gemessen wer-
den, gilt Bild 2. Projektionseinheiten werden meistens in
beleuchteten Raumen verwendet, sie entsprechen damit
dem Betrieb der Hellraumprojektion. Fiir diesen Betriebs-
fall ist die Raumbeleuchtung nicht als Stérlicht anzuse-
hen, jedoch meBtechnisch als solches zu erfassen.

Der Photometerkopf des BeleuchtungsstarkemeBgerétes
wird auf einem Stativ so angeordnet, daB er im Abstand
der Bildwanddiagonalen auf der Mittennormalen der Bild-
wand parallel zur Bildwand positioniert ist.

Der MeBbereich des an den Photometerkopf angeschlos-
senen BeleuchtungsstarkemeBgerdts muB einen An-
fangswert von 107# [x aufweisen.

ANMERKUNG: Der MeBbereich ist derjenige
Bereich von MeBwerten der MeBgroBe, in welchem
vorgegebene, vereinbarte oder garantierte Fehler-
grenzen nicht (iberschritten werden (aus DIN 5032
Teil 6/01.80). Die Fehlergrenzen der MeBgerate
mussen auf DIN 5032 Teil 7 abgestimmt sein.

2.31 Lochmaske

Die Nutzfliche der Lochmaske (siehe Bild 3) entspricht
der Nutzfliche der Durchlichtbildwand. Sie wird unmittel~
bar vor der Bildwand angebracht und muB so bemessen
sein, daB3 das Projektionslicht vollstédndig abgedeckt wird.
Die Breite der Nutzfliche der Bildwand ist zu ermitteln;
aus ihr lassen sich die Durchmesser der fiinf Offnungen
in Bildwandmitte und den vier AuBenbereichen berech-
nen.

Die Lagen der Mittelpunkte fiir die funf MeBIécher sind im
Bild 3 angegeben, wobei Mg das BezugsmeBloch (Mitten-
meBloch), My - My — Mz - My die AuBenmeBlécher
sind. Die Durchmesser der MeBlocher sind den Tabellen
1 bis 3 zu entnehmen.

ANMERKUNG: Mit Rtcksicht auf Mikrofilm-Lese-
geréte, bei denen eine Erkennbarkeit der Informa-
tionen auch in Nahe der Bildwandrénder erforder-
lich ist, werden bei Projektionseinheiten die Eck-
meBorte nicht im Abstand von 1/6 der Bildwand-
breite bzw. Bildwandhéhe, sondern 1/10 der Bild-
wandbreite bzw. Bildwandhéhe vom Bildwandrand
verwendet. (Siehe auch DIN 19045 Teil 8, Aus-
gabe 12.93, Erlauterungen)

Der Werkstoff flir die Lochmaske ist nicht festgelegt; als
Werkstoff kann z.B. lichtundurchlassige Kunststoff-Folie
oder Pappe verwendet werden. Die Oberflache der Loch-
maske muB dunkel und weitgehend reflexionsarm sein.
Sie ist so auszufiihren, daB alle Rénder der funf MeB-
l6cher auf der Durchlichtbildwand aufliegen. Die Abdek-
kungsmadglichkeit fir die einzeinen Maskenlécher ist in
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Hierin bedeuten:
M  Bildwand der Projektionseinheit
8  Lochmaske, auf der Bildwand aufliegend

a  Bildwand- bzw. Lochmaskendiagonale
= MeBabstand

L  Empfanger (Photometerkopf) mit Stativ
dy Durchmesser des BezugsmeBloches
d, Durchmesser der AuBenmeBldcher

a  MeBfeldwinkel

¢ Beobachtungswinkel

Bild 1: MeBeinrichtung zur Messung der
Bildwandleuchtdichte bei Projektionseinheit ohne
FremdlichteinfluB

DIN 19045 Teil 9  Seite 3

der Ausflihrung (klapp- oder aufsteckbar) frei wahlbar, sie
muB aber das auf das abgedeckte Maskenloch von hinten
auftreffende Projektionslicht voll abschatten.

Sollte die Dicke der Lochmaske 1,5 mm (ibersteigen, so
missen die Rander der MeBlécher angefast werden,
wobei die Fase von etwa 45° zum Empfanger zeigt.

2311 BezugsmeBloch (MeBloch in Lochmaskenmitte)

Fur BeleuchtungsstarkemeBgeréte, die zum Messen der
Bildwandleuchtdichte von Projektionseinheiten eingesetzt
werden, wird der MeBfeldwinkel o durch den MeBabstand
a und durch den Durchmesser d, des BezugsmeBlochs
Mg bestimmt. In dieser Norm wird ein MeBfeldwinkel im
Bereich 1,5° < a < 2,5° verwendet.

2.3.1.2 AuBenmeBlocher

Die relative Lage der AuBenmeBlGcher (x und y) zur
Breite und Héhe der Lochmaske (identisch mit den zuge-
ordneten Bildwandbegrenzungen) ist an grundsétzliche
Festlegungen fir allgemeine Lichimessungen bei der
Bildprojektion gebunden (siehe DIN 19045 Teil 8, Aus-
gabe 12.93, Abschnitt 3.2).

23.2 Mindestabstand bei der Messung

Als Mindestabstand gilt die in den Normen fiir optische
Instrumente verwendete Bezugssehweite von 250 mm,
welche als Bezugswert flir das Nahsehen dient,
DIN 58 383 (Lupen). Dieser Mindestabstand wird auch in
den Tabellen 1 bis 3 verwendet.

23.3 MeBfeldwinkel

Die unteren Grenzen der den LochmaskenmaBen zuge-
ordneten Diagonalbereiche in den Tabellen 1 bis 3 wur-
den mit dem MeBfeldwinkel 2,4° berechnet. Die oberen
Grenzen wurden so gewahlt, daB der Meffeldwinkel nicht
kleiner als 1,5° werden kann (siehe Abschnitt 2.3.1.1).

| -
Beleuchtungs- o
starkemeBgerat =T

Mef3abstand = Bjldwand-
Diagonale; 2380 mm

Bild 2: MeBanordnung zum Messen der Bildwandleuchtdichte bei Projektionseinheiten mit Fremdlichteinflug
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ANMERKUNG: Kleinere MeBfeldwinkel haben eine
geringere Intensitat aufgrund der — zu kleinen —
strahlenden Flache zur Folge und fihren somit zu
gréBeren MeBfehlern. Bei kleinen MeBflachen tritt
auch ein groBer EinfluB bei stark variierender
Intensitatsverteilung auf.

234 Photometerkopf des
BeleuchtungsstdrkemeBgerates

Der Photometerkopf wird auf einem Stativ so angeordnet,
daB er im Abstand der Bildwanddiagonalen auf der Mit-
tennormalen der Durchlicht-Bildwand parallel zur Bild-
wand positioniert ist. Er darf bis zum Ende aller Einzel-
messungen nicht mehr bewegt werden. Zur leichteren
Ausrichtung des Photometerkopfes auf dem Stativ gegen
die Durchlicht-Bildwand wird empfohlen, eine allseitig
bewegbare Schwenk- bzw. Neigevorrichtung zwischen
Photometerkopf und Stativ zu verwenden.

2.3.5 Messung ohne oder mit Fremdlichteinflu

Bei der Messung ohne FremdlicheinfluB werden nur die
lichttechnischen Eigenschaften der Projektionseinheit
ermittelt. Hierbei mussen Projektionseinheit und MeB-
empfanger gegen jedes Fremdlicht (z.B. in einem stark
abgedunkelten Raum oder durch Stellwdnde oder
Ticher) abgeschirmt werden.
Bei der Messung mit FremdlichteinfluB (durch Tages-
oder Kunstlicht) werden die jeweils vorhandenen Einsatz-
bzw. Arbeitsbedingungen durch die vorhandenen Licht-
quellen berucksichtigt. Diese Messung sollte daher am
Betriebsort der Projektionseinheit durchgefiihrt werden
(siehe Abschnitt 2.8).

ANMERKUNG: Auf diese Weise kdénnen auch

ungunstige lichttechnische Arbeitsbedingungen

erkannt und beseitigt werden.

Hierin bedeuten:
— mechanisches Maskensystem:

bum Breite der Lochmaske

Ay Héhe der Lochmaske

dym Diagonale der Lochmaske

bmy1o horizontale Lage der Mittelpunkte der AuBen-
meBIécher

hyio  vertikale Lage der Mittelpunkte der AuBenmeB-
16cher

— lichttechnisches MeBsystem (siehe Erlauterungen)
Mg MittelmeBloch (BezugsmeBloch)

Mio -~ Myqy - Myo - My3  AuBenmeBlocher  (zahlenma-
Bige Reihenfolge abgeleitet
aus den Grundfestlegungen

nach DIN 19045 Teil 8, Aus-
. . b gabe 12.93, Abschnitt 3.2)
. - oM
~ _ 1 - 10 dy Durchmesser des BezugsmeBloches
ﬂ d, Durchmesser der AuenmeBlécher
2 dx Durchmesser des MeBkreises
by Bild 3: Lochmaske
Tabelle 1: Bildwand-Seitenverhdltnis #y;: by =1:1
Bildwand Zugeord- Diagonale | MeBloch- | Bezugs- MeBkreis-
neter und MeB- durch- MeBloch AuBenmeBloch durch-
. Diagonalen-| abstand messer messer
Bereich )
NERY bereich dt dy Korrektur- | B80PaCh- |\ rektur- dg
Gruppe tungs-
faktor C, . faktor C,
winkel
mm : mm mm mm mm 107%/mm™2 gin® mm
177:177 250
A bis bis 10 12,73
268:268 | 379 firx/e= | firx/6= | firx/e=
269 : 269 380 18,43 dy - 1,234 | 0,666 - dy
B bis bis 16 4,97
388 : 388 549
by © 1414
389 :389 550
C bis bis 23 2,41
590:580 | 79 firx/10= | frx/10= | furx/10=
531 : 531 750 21,80 dyy*1,3555 | 08 - dy
D bis bis 30 1,41
743 :743 1050
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